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せん。Agilent は、このマニュアル
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で規定される「制限されたコン 
ピュータソフトウェア（Restricted 
computer software）」、あるいは 

同等の代理人規則または契約条項
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Technologies の標準商用ライセン
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データに適用される FAR 52.227-14
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安全にご使用いただくた

めに 

注意は、取り扱い上、危険がある

ことを示します。正しく実行しな

かったり、指示を遵守しないと、

製品の破損や重要なデータの損失

にいたるおそれのある操作手順や

行為に対する注意を促すマークで

す。指示された条件を十分に理解

し、条件が満たされるまで、注意

を無視して先に進んではなりま

せん。 

警告は、取り扱い上、危険がある

ことを示します。正しく実行しな

かったり、指示を遵守しないと、

人身への傷害または死亡にいたる

おそれのある操作手順や行為に対

する注意を促すマークです。指示

された条件を十分に理解し、条件

が満たされるまで、警告を無視し

て先に進んではなりません。 

警告 

注意 

http://www.agilent.com/
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設置要請 
すべての準備が完了しました。設置作業をできるだけ早く手配してく
ださい。設置場所の準備が指示通りに行われていなかった場合は、追
加の設置費用がかかることに同意します。 

 

会社名：   

所在地：   

  

  

 

氏名：   

役職：   

電話番号：   

希望する設置日：   

 

署名：   

日付：   
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設置準備チェックリスト 
設置場所がすべての要件を満たしてから、設置作業を要請してくださ
い。表に示されている各要件をすべて満たしてください。各要件を満
たしたら、該当するチェックボックスにチェックを入れてください。
付属の梱包明細書と照合してください。 

 

要件  

主要な設置場所は関連するすべての安全規制に従っている。  

実験室の温度は 15～30 °Cの範囲内である。   

実験室に粒子状物質が過剰に存在していない。（前処理をしていない部屋）  
冷却用空気システムがセットアップされている（必要な場合）。  
設置台の要件が満たされている。  
すべての納入品を設置できるだけのスペースがある。  
設置台はシステムの重量を支えることができる。  

パーソナルコンピュータ（Microsoft Windows 7 Professional 64 ビット SP1 または Microsoft Windows 
10 Professional がインストールされた 
もの）およびモニター、プリンタの設置台が準備されている。 

 

排気システムが適切であり、設置されている。  
指定の電源およびコンセントが設置されている。  
アルゴンおよび許容されているすべてのオプションのガス用のガス供給（指定の純度）、 
レギュレータ、ガスラインが設置されている。 

 

冷却水循環装置の電源接続が準備されている。  
化学廃棄物に適した廃液容器が準備されている。  

購入済みアクセサリ  

SPS 4 オートサンプラ  

SPS 3 オートサンプラ   

アドバンスド バルブシステム（AVS）4、6、および 7 スイッチングバルブ   

SVS 2+ プロダクテビティパッケージ  

VGA 水素化物発生装置  

5 チャネルペリスタルティックポンプ   

空気注入口ダクトフィルター  
外部注入口ダクトアダプター  

マルチモード試料導入システム（MSIS）  

アルゴン加湿器（AHA）  

IsoMist ペルチェ温調スプレーチャンバ  
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1. 安全上の注意と警告 

 

熱、蒸気、ガス 
プラズマによって生成される熱、オゾン、蒸気、ガスは有害であるお
それがあり、この機器から排気システムによって取り出す必要があり
ます。適切なタイプの排気システムが取り付けられていることを確認
します（23 ページを参照）。システムは、地域の規則に従って、建物
内ではなく、外気に排気する必要があります。排気システムが正しく
機能していることを確認するため、定期的に風量計によって排気シス
テムを検査します。排気ファンは、プラズマに点火する前に必ずオン
にする必要があります。 

圧縮ガスの危険性 
すべての圧縮ガス（空気以外）は、大気中に漏れると危険を生むおそ
れがあります。ガス供給システムのわずかな漏れであっても危険なも
のになり得ます。漏れ（空気または酸素の漏れ以外）によって空気中
の酸素が欠乏し、窒息を引き起こすおそれがあります。ボンベを保管
するエリアと機器の周囲のエリアは、そうしたガスが蓄積しないよう
に適切に換気する必要があります。 

ガスボンベの設置、保管、および取り扱いは、地域の安全規定と規制
に従って厳格に行う必要があります。ボンベの使用と保管は縦置きで
のみ行い、ボンベを動かせない構造物または正確に組み立てられたボ
ンベスタンドに固定する必要があります。ボンベを移動する際には、
ボンベを必ず正確に組み立てられた台車に固定します。 

承認されているレギュレータとホースコネクタのみを使用します（ガ
ス供給業者の手順書を参照してください）。 

分光分析装置には「機器グレード」のガスのみを使用してください。 
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低温ガス（液体アルゴンなど）を使用している場合は、重度のやけど
を負わないように適切な防護服と手袋を着用します。 

電気に関する危険性 
Agilent ICP-OES を感電防止用アース接点を備えていない電源に接続
すると、オペレータが感電する危険性があり、機器が損傷するおそれ
があります。同様に、Agilent ICP-OES の内部または外部にある保護導
体を遮断したり、電源コードを接地できていないと、オペレータが感
電する危険性があり、機器が損傷するおそれがあります。 

その他の注意事項 
分光分析装置の冷却ファンやアクセサリへの空気の流れが妨げられて
はなりません。分光分析装置およびアクセサリ上の吸排気口をふさが
ないでください。PC、モニタ、プリンタ、水冷システムの個々の通気
要件については、それぞれに付属するマニュアルを参照してください。 

分光分析装置の質量は約 106 kgです。怪我または機器や資産の損害を
防ぐには、フォークリフトなどの適切なつり上げ装置を使用して機器
を移動します。 

 

 すべての安全規制が満たされたら、次のチェックリストボックスにチェックを

入れます：主要な設置場所は関連するすべての安全規制に従っている。 

高周波利用設備申請 
日本国内では本装置の仕様に際しては、電波法に基づき最寄りの総務
省総合通信局に高周波利用設備許可申請が必要です。具体的な手続き
については弊社または販売店に相談して下さい。 
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2. はじめに 

 

 

本書には、Agilent  ICP-OES システムの設置準備のために必要な情報
が掲載されています。 

設置準備が完了したら、4 ページのチェックリストに記入し（該当し
ない項目は線を引いて抹消し）、チェックリストを最寄りの Agilent 代
理店または Agilent 営業所までお送りください。チェックリストが届
きしだい、Agilent または販売店から設置日程を決めるためにお客様に
ご連絡いたします。 

設置準備作業に関するご質問や、オペレータートレーニング コースに
関するお問い合わせについては、Agilent 販売店またはフィールドサー
ビス窓口までご連絡ください。 

設置の指針 
Agilent フィールドサービスエンジニアによる Agilent ICP-OES シス
テムの設置には、最低でも 1 日お時間を頂戴いたします。 

設置には以下が含まれます。 

 分光分析装置の設置 

 冷却水循環装置の接続 

 機器ソフトウェアのインストールと登録 

 アクセサリの取り付け 

 分光分析装置設置動作テスト 

 基本的なカスタマトレーニング 

 メンテナンスの概要 
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空白のページ。 
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3. 実験室の環境 

 

環境条件 
Agilent ICP-OES は、室内専用であり、機器クラス I カテゴリに適合
するものとして分類されています。 

設置カテゴリ 

設置カテゴリは II です（IEC61010 1 に準拠）。設置カテゴリはイン
パルス耐電圧の規制を意味します。「過電圧カテゴリ」とも呼ばれま
す。“II”は、公称電源電圧が最大 300 V の電気機器に該当します。 

汚染レベル 

汚染レベルは 2 です（IEC61010 1 に準拠）。汚染レベルは、絶縁耐
力を悪化させる固体、液体、気体が遵守している汚染度を示します。
“2”は、通常の屋内環境に該当します。屋内では、非導電性汚染のみ
発生します。 

表 1. ICP-OES に適した環境条件 

条件 高度 温度（°C） 湿度（相対湿度 %）

非結露 
非動作（保管）時 0～3000 m 5–60 15-85 
仕様の範囲内での動作 0～3000 m 15-30 20-80 

温度制御 

設置場所の空調をお願いします。 
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注記 最高の分析性能 を得るには、実験室の周囲温度を 20～25 °C に設定し、

作業日全体を通して±2 °C の範囲内で一定に保つことを推奨します。 

ICP-OES 分光分析装置は、最大 870 W（J/s）または 3132 kJ/h（2968 
BTU/h）のエネルギーを発生します。 

水冷装置は、最大約 2000 W（J/s）または 7200 kJ/h（6824 BTU/h）
のエネルギーを発生します。 

 

 温度要件が満たされたら、次のチェックリストボックスにチェックを入れます： 
実験室の温度は 15～30 °C の範囲内である。 

清潔さ 

Agilent ICP-OES システムの操作用に選択するエリアは、すきま風、腐
食性の大気、振動が存在しない場所で、ほこりのない、低湿度環境で
ある必要があります。  

試料準備エリアと材料保管施設は、別室に設けられている必要があり
ます。 

ほこりの量は、空気 1 立方メートルあたりのほこり粒子（0.5 ミク 
ロン以上）を 36,000,000 個未満に制限する必要があります。これは 
非常に清潔なオフィスに相当します。 

 

 清潔さの要件が満たされたら、次のチェックリストボックスにチェックを 
入れます：実験室に粒子状物質が過剰に存在していない。 

機器冷却用空気供給 

Agilent ICP-OES には、冷却用に清潔で、乾燥した腐食性でない空気が
必要です。これは、機器の上部左側にある空気供給通気口を介して機
器に供給されます。吸気口には、周囲環境からの粒子状物質を除去す
るためのダクトフィルターが装備されています。 

空気供給は、RF ジェネレータおよび機器のエレクトロニクスの冷却に
使用されます。これらのアセンブリのいくつかには腐食しやすい部品
が含まれています。高レベルの酸性蒸気などの腐食性物質で汚染され
た冷却用空気が導入されると、機器に損傷を与えるおそれがあります。 
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一部の分析作業の腐食性により、腐食性材料の使用頻度が高いアプリ
ケーションでは、外部冷却用空気供給システムの使用を推奨します。
冷却用空気は、機器の排気および腐食性材料が保管または使用されて
いるその他のエリアから離れた、環境制御されたエリアから供給され
ることが必須条件です。冷却された実験室環境で機器に湿った暖かい
空気を供給しないでください。 

外部吸気口ダクトアダプターキット（G8010-68002）を使用している場
合は、排気口、ファン、ダクトを備えた外部冷却用空気システムは、 
4 m3/minの最小流量を機器に供給する必要があります。ダクトは、耐
食、耐火性である必要があります。 

注記 外部冷却用空気供給システムが必要な場合は、空気注入口ダクトア 
タッチメントを機器と一緒にオーダする必要があります。 

 

 機器の冷却用空気供給要件が満たされたら、次のチェックリストボックスに

チェックを入れます：冷却用空気システムがセットアップされている。 

設置台 
Agilent ICP-OES は、精密な光学機器です。設置台は、振動がなく、そ
の上に配置する機器の総重量を支えるのに十分な安定性と強度を備え
ている必要があります。台上の面には、メイン機器と各アクセサリに
対して十分な空気循環を確保できる広さが必要です。 

計画を立てる際には、質量と寸法の表を参考にしてください。ポータ
ブル台車または半固定台車を分光分析装置システムの設置台に使用す
ることもできますが、車輪をロックする必要があります。オートサン
プラ（SPS）、PC、プリンタなどのアクセサリは、台車上に配置でき
ます。SPS 専用に設計された台車が Agilent から販売されています。 

使用する試料がこぼれることによる損傷を防ぐために、機器を置く台
の表面は、耐腐食性で液体を通さない材料で被覆する必要があります。
一般に、快適な作業条件を確保し、機器の試料導入システムへのアク
セスを容易にするため、Agilent では、設置台の高さは約 750 mmにす
ることをお勧めします。図 1を参照してください。 
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900 ㎜ではなく 750 ㎜に変更 

図 1. 機器の設置台 

設置場所 

設置台は、サービスのためにすべての側面からアクセスできるように
配置する必要があります。  

機器は、電源スイッチに手が届きやすく、機器の左側にある電源コー
ドを簡単に取り外せる位置に設置します。メンテナンスおよびサービ
スの際のアクセスのために、分光分析装置側面に 400 mm以上、背面
に 30 mm以上の空間が必要です。主電源オン/オフ スイッチにいつで
も簡単にアクセスできるように、機器の正面および左側に十分な空間
を確保してください。 

ICP-OES システムは、ドア、窓、その他すきま風によって温度条件が
変動する場所の近くには配置しないでください。 

以下の図は、サービスの際のアクセスのために必要な空間を含め、メ
イン機器の相対寸法を示しています。これらの寸法については、分光
分析装置の設置準備中に検討する必要があります。 
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分光分析装置のサンプルコンパートメントからガスや蒸気を除去する
には排気用の煙突が必要であるため、設置台の位置は、排気用の煙突
の位置によって決まる場合があります（セクション 5 を参照）。 

 

 
図 2. 機器の正面図 
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図 3. 機器の上面図 

 
図 4. 機器の背面図 
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 設置台の振動/位置要件が満たされたら、次のチェックリストボックスに 
チェックを入れます：設置台の要件が満たされている。 

 ベンチのスペース要件が満たされたら、次のチェックリストボックスに 
チェックを入れます：すべての納入品を設置できるだけのスペースがある。 

 ベンチの耐荷重要件が満たされたら、次のチェックリストボックスにチェッ

クを入れます：設置台はシステムの重量を支えることができる。質量と寸法

については、19 ページを参照してください。 

パーソナルコンピューター（PC） の要件 
最小構成は、ソフトウェアを実行できる最低限の条件を示します。こ
の PC 構成はすでに製造されていない可能性がありますが、過去に購
入した PC でもこの条件を満たせば使用できます。推奨構成は、新規
購入の際の条件です。 

表 2. PC の要件  

最小  推奨 

2 GHz の 64 ビット（x86） 
クワッドコアプロセッサまたは 
それ以上 

3.2 GHz の 64 ビット（x86） 
クワッドコアプロセッサまたは 
それ以上 

4 GB のシステムメモリ  8 GB のシステムメモリ 
120 GB のハードディスクドライ

ブ、15 GB 以上の空き容量 
500 GB のハードディスクドライブ 

DVD-ROM ドライブ  DVD-ROM ドライブ 
画面解像度 1280×768、96 dpi 22 インチ画面、最小画面解像度 

1920x1080、96 dpi 
イーサネットポート  イーサネットポート 
2 個の USB 2.0 ポート 4 個の USB 3.0 ポート 

6 個の USB 2.0 ポート 
Windows 7 Professional 64 ビット 
または Windows 10 Professional 64 
ビット 

Windows 7 Professional 64 ビット 
または Windows 10 Professional 64 
ビット 

プロセッサタイプ、メモリ量、画面サイズおよび解像度、オペレー 
ティングシステムのバージョンなどについて、上記より高い仕様の PC 
を代わりに使用することもできます。 
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空白のページ。 
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4. 機器の輸送に関する情報 

 

分光分析装置の大きさと性質より、積み卸し地点から実験室内の機器
の最終設置場所までの輸送は、専門業者に依頼することをお勧めしま
す。Agilent のフィールドセールス/サービスオフィスにご相談いただ
ければ、精密科学機器の輸送を専門とする運送業者をご紹介いたしま
す。 

注記 Agilent のフィールドサービスエンジニアから指示されない限り、

ICP-OES の箱もアクセサリの箱も一切開梱しないでください。 

必要な旋回時の空間とドアの大きさには、機器の輸送に使用するつり
上げ装置（フォークリフト、パレットトラック、台車など）の寸法を
考慮する必要があります。 

質量と寸法 
表 3. 質量と寸法 

システムユニット 幅 奥行き 高さ 質量 

Agilent ICP-OES 800 mm 740 mm 940 mm 106 kg 

梱包時寸法 945 mm 910 mm 1,225 mm 152 kg 

パーソナルコンピュータ（一般的数値） 450 mm 770 mm 520 mm （－） 

プリンタ（一般的数値） 500 mm 650 mm 200 mm （－） 

Agilent 水冷装置 368 mm 702 mm 575 mm 82 kg 

SPS 4 オートサンプラ 600 mm 363 mm 510 mm 15 kg 
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システムユニット 幅 奥行き 高さ 質量 

SPS 3 オートサンプラ 490 mm 285 mm 510 mm 15 kg 

SPS 3 および SPS 4 用台車 580 mm 412 mm 400 mm 8.4 kg 

アドバンスド バルブシステム（AVS）4、
6 および 7 

170 mm 190 mm 100 mm 1.4 kg 

SVS 2+ 54 mm 110 mm 177 mm 620 g 

SVS 2+ 用高速取り込みポンプ 122 mm 170 mm 97 mm 0.96 kg 

VGA 385 mm 340 mm 195 mm 6 kg 

IsoMist 100 mm 195 mm 120 mm 2 kg 
 

警告 

 

重量物 
Agilent ICP-OES の質量は約 106 kg（234 lb）です。怪我や機器の損傷を

防ぐために、機器を移動するときには必ずフォークリフトなどの適切

なつり上げ装置を使用してください。  
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耐震要件 
必要に応じて、固定用ブラケットを取り付け用スロットに挿入し、そ
れに合わせて設置台に穴を開け、ブラケットをボルトで固定します。 

注記 Agilent では耐震ブラケットを提供していません。別途ご用意ください。 

 

     
 

 
図 5. 耐震固定用スロット 

 
  

右側 左側 

3 mm 
17 mm 30 mm 

ブラケット 

（例） 
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空白のページ。 
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5. 実験室の設備 

 

排気システム 
Agilent ICP-OES の排気口は、直接排気システムに接続する必要が 
あります。排気口は、排気ファンによって排気し、外部通気口までの
ダクトを取り付けます。 

排気システムの設置は、職場の施設と設備の管理に責任を負う地域当
局の規制要件に従う必要があります。 

排気口、ダクト、外部通気口を備えた排気システムの要件は以下のと
おりです。 

 最小流量：2.4 m/sで 2.5 m3/min。 

 最大流量：5.7 m/sで6.0 m3/min。 

 換気ダクトは、ID が 150 mm でなくてはなりません。 

 機器のメンテナンス中に取り外しやすいようにフレキシブルダク
トを使用しなくてはなりません。 

 排気フローは、プラズマがオンになっている間は連続して続いてい
なければなりません。排気フローは、最大 ±5% のフロー変動内で
安定していなければなりません。 

 排気ファンは、機器の煙突の上部から 2 m以上離します。 

 ファン制御スイッチと動作インジケータランプは、機器オペレータ
がインジケータを見て制御スイッチにアクセスできる場所に配置
します。 

 ダクトは、耐腐食性、耐火性のもので、火災報知器、スプリンクラ
ー、その他熱を感知する装置から離す必要があります。 
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 外部通気口にはバックドラフトダンパーを装備し、排気位置はド
ア、窓、ヒーターや空調装置を避ける必要があります。 

 排気ダクトを直径 150 mm の外部通気口経由で直接接続すること
を推奨します。ただし、抽気フードを使用する場合は、排気口の上
から  
1.5 cm以内の距離にある抽気ポートに、ダクトをしっかり接続する
ことが重要です。  

 

 
図 6. 分光分析装置と煙突の位置 

排気システムに必要なコンポーネント部品やキットは、Agilent から購
入できます。Agilent から購入しない場合、機器と実験室の抽出システ
ムの間の配管はお客様の責任の下で行ってください。 

お客様の環境設定を考慮して、Agilent では制御ギアスイッチおよびパ
イロットライトアセンブリを提供していません。 
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表 4. 排気ファンモーターの仕様 

電圧 240 V 単相 115 V 単相 
電流 0.45 A 0.7 A 
周波数 50 Hz 60 Hz 
電源入力 74 W 51 W 
回転方向  反時計回り 

（シャフト端） 
 

公称回転数（RPM）  1600  
 

 排気要件が満たされたら、次のチェックリストボックスにチェックを入れま

す：排気システムは適切である。 

電源 
電源の設置にあたっては、作業場での電力の使用に責任を負う地域当
局の規制要件に従う必要があります。 

Agilent ICP-OES、そのアクセサリ、水冷装置に対するすべての電源は、
単相 AC の 3 線システム（アクティブ、ニュートラル、アース、また
は 2 アクティブ/アース）であることが必要です。すべての接続は、 
各アセンブリの電源ケーブルが届く範囲内の適切なコンセントにつな
ぐ必要があります。配電盤または延長ケーブルの使用はできません。
機器を設置したい場所で標準の電源コードがコンセントに届かない場
合は、電気技師に新たなコンセントを設置してもらってください。こ
れが行えない場合は、機器の設置場所を既存のコンセントの近くに変
更してください。 

Agilent ICP-OES のコンセントには、専用のアースが付いている必要が
あります。  

水冷装置、オートサンプラ、プリンタなどのシステムの各コンポー 
ネントには、（ヒューズまたはサーキットブレーカによって個別に 
保護された）別個のメイン回路を使用することをお勧めします。 

他のサービス（大型電気モーター、エレベーター、溶接機、空調ユニット
など）から電気的干渉を受ける可能性がある電源からの電源の使用は
避けます。 
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電気的な要件 

表 5. システム電気仕様 

システムユニット 必要な電源電圧 最大消費電力 公称定格 

分光分析装置 200～240 Vac 単相 
50 Hz～60 Hz 

200～220 V、15 A  
230～240 V、13 A 

2.9 kVA 

PC、モニター、プリン

ター 
100～127 Vac 
200～240 Vac 

10 A 
5 A 

1000 VA 
1000 VA 

G3292A 水冷装置 240 Vac、50 Hz 
208～230 Vac、60 Hz 

12.2 A 
12.2 A 

2900 VA 
2900 VA 

G8489A 水冷装置 220～240 Vac、50 Hz 
120 Vac、60 Hz 

8.9 A 
16 A 

2140 VA 
1920 VA 

SPS 4 オートサンプラ 100～240 Vac、47～63Hz1.5 A  24 VDC、2.5 A 

SPS 3 オートサンプラ 100～240 Vac、50/60 Hz <1 A 約 220 VA 

ASX-500 シリーズオー

トサンプラ 
85～264 Vac <1 A 40 VA 

VGA 77  100 または 120 Vac 
220 Vac（230 Vac 相当）また

は 240 Vac（230 Vac 相当） 
周波数 49～61 Hz  

 24 VA 

SVS 2+ 100～240 Vac、50/60 Hz  1.8 A 

IsoMist 100～240 Vac、50/60 Hz  2 A 

単相要件 

Agilent ICP-OES には 200～240 Vac（50～60 Hz）の範囲の単相主電
源入力電圧が必要です。200～220 V で最大 15 Arms、230～240 V で 
13 A（2.9 kVA）を消費し、力率は約 0.99 です（指定された電源電圧
を実現するため、交差位相接続になることがあります）。 
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電源プラグと電源コード 

Agilent ICP-OES には、発注元の国に合った電源コードセットが付属し
ています。使用可能な電源コードの図については、付録 A を参照して
ください。 

必要に応じて、電源コードを指定された電源コードと同等のコードに
取り換えます（付録 A を参照）。 

注意 機器を発注した場所と設置する場所の電力特性が異なる場合は、発注時

にそのことを明記してください。設置場所の電力がその国の標準電力と

異なる場合にも、特記する必要があります。 

 

警告 

 
 

Agilent ICP-OES に付属の電源コードがご使用の国および設置場所に適

していることを確認してから使用してください。 

 

 電気的な要件が満たされたら、次のチェックリストボックスにチェックを入

れます：指定の電源およびコンセントが設置されている。 

ガス供給 
Agilent ICP-OES 分光分析装置システムには、液体または気体のアル 
ゴンと窒素を使用できる可能性があります。Agilent では、液体ガスの
使用を推奨します。液体ガスは純度がより高く、便利で、単位体積当
たりの価格が低いからです。すべての必要なガスの保管要件の詳細に
ついて、および地域で使用されている PLC（Portable Liquid Cylinder）
のタイプの蒸発速度については、地域当局とガス供給業者にお問い合
わせください。 

表 6. ガス供給要件 

コンポーネント ガス 

プラズマ、ネブライザー、光学系パージ アルゴン 

ポリクロメータアセンブリ アルゴンまたは窒素（オプションの

窒素パージキットで供給） 
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ユーザー（または別の認証された人）が適切な漏れ試験を実施し、設
置、通常の使用、メンテナンス中にオペレータが指示に従って組み立
てたガスまたは液体接続の安全性を確認する必要があります。 

表 7. アルゴンおよび窒素ガスの仕様  

 アルゴン 
GCA 580 

窒素（窒素をポリクロメータ

のパージに使用する場合） 
CGA 580 

オプションのガス

（その用途に必要な

場合）CGA 540 

純度 99.995% 99.995% 99.995% 

酸素  < 5 ppm < 5 ppm 酸素 20%、アルゴン 
80% 

窒素（アルゴンのみ） < 20 ppm -  

水蒸気 < 4 ppm < 4 ppm 

圧力許容範囲*  500～600 kPa 

推奨圧力* 550 kPa 調整済み 

*必要なガス流量の供給時, CGA – 米国圧力ガス協会規格 

表 8. Agilent ICP-OES の流量（一般的数値） 

 アルゴン 
（アルゴンパージガスを含む） 

窒素（パージガスとして） 

待機モード 0.70 L/min 窒素の流量 0.8 L/min 

動作範囲（最小～最大、 
プラズマ オン） 

13.4～26.0 L/min アルゴンの流量  
12.7～22.3 L/min 
窒素の流量 0.8～4.4 L/min 

Agilent ICP-OES には、1/4 インチ Swagelok ナット/フェラルセット
が取り付けられた、長さ 3 mの PVDF ガス供給ホースアセンブリが  
3 つ付属しています。  

レギュレータ末端用フィッティングはお客様がご用意ください。  

ガス供給と遮断バルブの接続はお客様が行わなければなりません。 

ガスボンベ用の圧力調整器はお客様がご用意ください。ご注文の際に
は、出力チューブのサイズ、1/4 インチ（6.4 mm）と CGA（米国圧力
ガス協会規格）番号にご注意ください。 
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窒素パージオプションを購入された場合は、ガスを ICP-OES に接続す
るための追加のフィッティングが付属します。 

ガスを遠く離れた保管場所から機器サイトまで配管する必要がある場
合は、ローカルの出口に、機器オペレータがアクセスしやすいように
停止弁、圧力計、および適切なレギュレータを取り付けます。ガスの
出口は、機器から 1.5 m以内に設ける必要があります。 

 

 ガスの要件が満たされたら、次のチェックリストボックスにチェックを入れ

ます：アルゴンおよびオプションの窒素用のガス供給（指定の純度）、 
レギュレータ、ガスラインが設置されている。 

水冷システム（冷却水循環装置） 
Agilent ICP-OES には冷却水源が必要です。半導体 RF 発振器、ロー
ドコイル、カメラのペルチェアセンブリ、アキシャルサンプルコーン  
インターフェースには、冷却水が必要です。機器の冷却水供給ライン
には、インライン粒子フィルターと流水量センサーが取り付けられて
います。 

Agilent 冷却水循環装置をPoly-clear オイル（G3292- 80010）で満たし
て使用できます。これにより、温度調整された冷却液が正しい圧力で
連続的に供給され、長期的な維持費/運用費が最小限に抑えられます。 

蒸留水でシステムが清浄に保たれます。水道水は、システムを汚染す
るため使わないでください。脱イオン水は、システムを腐食させるた
め使わないでください。 

水冷システムは、Agilent では提供していません。適切な冷媒について
は、付属マニュアルを参照してください。水冷システムは、以下の要
件を満たしている必要があります。 
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表 9. Agilent ICP-OES の水冷システムの要件 

冷却容量 デュアルビュー機器の場合、1400 W 
ラジアルビュー機器の場合、900 W 

流量  最小 2.0 L/min 

推奨する注入口温度 20 °C 

温度範囲 15～28 °C 

最小注入口圧力 230 kPa 

最大注入口圧力 400 kPa 

伝導性 冷却リザーバで 50～150μS 

接続 ホースの長さ 5 m、12 mm ID、1/2 インチ NPT 
オスコネクタ 

注記 冷水圧が 400 kPa の最大許容圧力を超える可能性があるか、または圧力

が変動する可能性があるフィッティングには、圧力調整を推奨します。 

 

設置場所 

設置前に、冷却水循環装置のカタログで詳細を確認してください。 

エアフローによって十分に冷却できるように、冷却水循環装置の左側/
右側/上側に 60 cm 以上の空間が必要です。 

Agilent ICP-OES の冷却液供給ホースと戻りホースの長さは、5.0 mで
す。戻りホース、供給ホースの内径は 12 mmです。Agilent ICP-OES に
は、Agilent 冷却水循環装置に接続するための 1/2 インチの NPT オ
スフィッティングが付属しています。他の冷水供給用のフィッティン
グについては、お客様の責任で用意していただく必要があります。  

追加ホース（メートル単位）およびクランプをオーダする場合の 
パーツ番号については、Agilent Web サイトをご覧ください：
www.agilent.com 

 

 水冷要件が満たされたら、次のチェックリストボックスにチェックを入れま

す：水冷水循環装置の電源接続が準備されている。 
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廃液容器 
Agilent ICP-OES システムには、スプレーチャンバーまたはオート 
サンプラからの余剰の流体と蒸気を処分するための廃液容器が必要で
す。分光分析装置には水溶液で使用するための適切なチューブが付属
しています。有機溶媒を使用する場合は、溶媒に適した別のドレイン
チューブを使用する必要があります。 

ユーザーは、最低 2 リットルの廃液を保持するため、ガラス以外のま
たは首の細い化学的に無害な容器を用意します。容器はサンプルコン
パートメントの下（または機器の右側）に置きます。ここは設置台に
よって保護され、オペレータからよく見える場所だからです。 

分光分析装置を使用して出た廃棄物を地域の法令に従って処分する方
法については、ご利用の廃棄物管理施設にお問い合わせください。 

 

 廃液容器の要件が満たされたら、次のチェックリストボックスにチェックを

入れます：化学廃棄物に適した廃液容器が準備されている。 

ソフトウェアのインストールの指針 
Agilent では、Agilent ICP-OES パッケージの一部として PC を購入す
ることをお勧めしています。パッケージに含まれる PC には、適切な
オペレーティングシステムが PC サプライヤによってあらかじめイン
ストールされています。 

Microsoft Windows オペレーティングシステムのインストール方法に
ついては、ソフトウェアに付属のマニュアルを参照してください。PC 
またはオペレーティングシステムをお客様が用意する場合は、オペレ
ーティングシステム ソフトウェアがインストールされて動作してい
ることをお客様が確認する必要があります。 

注記 Agilent は、データの損失に関して責任を負いません。 

 

Agilent サービスエンジニアは、分光分析装置と、設置時に購入済みの
工場内検査に合格したアクセサリに PC を接続します。機器ソフト 
ウェアの初期インストールも、システム設置作業に含まれています。 
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空白のページ。 
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6. アクセサリとオプション 

 

詳細な手順および設置要件については、アクセサリに付属のマニュア
ルを参照してください。 

水素化物発生装置（VGA） 
VGA に、標準バーブテールコネクタに接続するための内径 6 mm 
（1/4 インチ）のフレキシブルホースを取り付けます。フレキシブル
ホースはお客様がご用意ください。 

 

注意 VGA に対する最大注入口圧力を超えないようにするためには、VGA 用
のガス供給が別個の調整済みラインでなければなりません。 

注記 VGA をオフにしても、45 mL/min の流量のアルゴンが VGA を通って流

れます。アルゴンガスラインにストップバルブを取り付けて、VGA への

ガス供給を遮断することをお勧めします。 

 

表 10. VGA へのガス供給要件 

圧力許容範囲 300～400 kPa 
推奨圧力 350 kPa 
必要流量 最大 100 mL/min  
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お客様向けの重要な Web リンク 
 弊社のソリューションの詳細については、弊社 Web サイト 

http://www.chem.agilent.com/en-US/Pages/HomePage.aspx をご覧く
ださい。 

 お使いの製品に関する情報が必要な場合は、文献ライブラリ 
http://www.agilent.com/chem/library でお探しください。 

 詳しく知る必要がある場合は、Customer Education 
http://www.agilent.com/chem/education をご利用ください。 

 技術サポート、FAQs については、
http://www.agilent.com/chem/techsupp をご覧ください。 

 消耗品については、http://www.agilent.com/chem/supplies でご覧く
ださい。 

 
 

 
  

http://www.chem.agilent.com/en-US/Pages/HomePage.aspx
http://www.agilent.com/chem/library
http://www.agilent.com/chem/education
http://www.agilent.com/chem/techsupp
http://www.agilent.com/chem/supplies
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Appendix A: 電源コード 

 

この付録には、Agilent ICP-OES システム用の電源コードを示します。 

以下の図は、説明をわかりやすくする目的でのみ示されています。付
属のケーブルは外観が異なる場合があります。 

 

日本、C19、20 A、NEMA L6-20P（Agilent パーツ番号 8120-6903）長さ 4.5 m 
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空白のページ。 

 

 
  



 

 

 
 
 
 
  



www.agilent.com 

 

 

 

本書の内容 

本書には以下の情報が記載されています。 

 安全上の注意と警告 

 はじめに 

 実験室の環境要件 

 機器の輸送に関する情報 
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